OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczace wyboru dostawcy mikroskopu SEM.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa mikroskopu SEM.
Zakres zamowienia obejmuje dostawe oraz transport do miejsca realizacji (ul. Bierutowska 57
59, Wroctaw 51-317).

Specyfikacja techniczna:
Mikroskop powinien spetnia¢ bezwzglednie nastepujgce wymagania:

1. Mikroskop powinien by¢ sterowanym cyfrowo instrumentem wyposazonym w dziato
elektronowe z katodg wolframowg w ukfadzie tetrody.
2. Mikroskop umozliwia badanie powierzchni réznorodnych materiatéw, w tym uwodnionych, o
stabym przewodnictwie elektrycznym i silnie odgazowujgcych bez wstepnego preparowania, tj.
w stanie naturalnym.
3. Mikroskop umozliwia osiggniecie cisnienia w komorze preparatu w trybie niskiej prozni w
zakresie, od co najwyzej 10 Pa, do co najmniej 130 Pa.
4. System w trybie niskiej prézni i Srodowiskowym powinien zapewnia¢ pompowanie réznicowe
przez soczewke koricowa.
5. Zdolnoé¢ rozdzielcza mikroskopu dla obrazéw SE (elektrondw wtérnych), gwarantowana dla
napiecia przyspieszajgcego 30 kV powinna by¢ nie gorsza niz 3 nm dla wszystkich trybow
pracy mikroskopu (trybu wysokiej prézni, trybu niskiej prézni i trybu srodowiskowego).
6. Zdolnos¢ rozdzielcza mikroskopu dla obrazow SE (elektronéw wtérnych) w trybie niskiej
prézni, gwarantowana dla napiecia przyspieszajgcego 3 kV powinna by¢ nie gorsza niz 10 nm.
7. Wartosci napie¢ przyspieszajgcych powinny zawierac sie, co najmniej w zakresie od 1 kV do
30 kV.
8. Mikroskop powinien umozliwi¢ prace z maksymalnym pradem wigzki elektronowej = 2uA.
9. Mikroskop powinien by¢ wyposazony minimum w nastepujgce detektory:

a) detektory elektronéw wtérnych SE do pracy w trybie wysokiej prozni,

b) detektor elektrondéw wstecznie rozproszonych BSE do pracy w wysokiej i niskiej prézni z

podziatem na minimum 2 sektory,

¢c) kamere CCD do podgladu wnetrza komory.
10. Powiekszenie dla obrazéw mikroskopowych powinno by¢ nie mniejsze niz 1 000 000 razy.
11. Stolik mikroskopu powinien pomiesci¢ minimum 6 standardowych ministolikow do analizy
probek.
12. Stolik montowany na drzwiach komory mikroskopu powinien posiada¢ nastepujgce cechy:

a) ruch wosi XiY w zakresie minimum 50 mm,

b) ruch w osi Z w zakresie minimum 50 mm,

c) zmotoryzowany ruch w osi x, y, z oraz obrét

d) eucentryczny pochyt stolika w zakresie minimum -15° do +70°,

e) obrot w zakresie 360°.



13. Mikroskop musi by¢é wyposazony w spektrometr rentgenowski z dyspersjg energii (EDS) i
posiadaé¢ niezbedne oprogramowanie.

14. Wysuwany na ramieniu detektor EDS nie powinien wymagac chtodzenia ciektym azotem.
15. Aktywna powierzchnia sensora detektora to, co najmniej 10 mm2.

16. Detektor EDS powinien posiada¢ rozdzielczos¢ minimum 129 eV lub lepszg dla linii Mn Ka.
17. Detektor EDS pozwala na detekcje pierwiastkbw minimum od Berylu (Be).

18. Spektrometr EDS powinien mie¢ mozliwos¢ zbierania, analizy i zapisu widm rentgenowskich
punktowo, wzdtuz dowolnie prowadzonej linii (profil liniowy) oraz uzyskiwaé mapy rozktadu
pierwiastkow z wyznaczonego obszaru wraz z automatyczng kompensacjg dryfu.

Wymagania dodatkowe:

1. Gwarancja musi obejmowaé okres przynajmniej 24 miesigce od dnia odebrania urzgdzenia
do uzytku. Wykonawca pokrywa koszty czesci zamiennych oraz ustugi: robocizny, dojazdow
oraz noclegoéw autoryzowanego serwisu producenta.

2. Kontrakt serwisowy na urzgdzenie musi obowigzywaé przynajmniej 12 miesiecy od dnia
odebrania urzadzenia do uzytku.

3. Wymagana jest dostawa, instalacja, uruchomienie i przetestowanie systemu wraz z
podukfadami.

4. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia: maksymalnie 180 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy leasingowe;.



